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Metody pro posouzeni

T~

NEDESTRUKTIVNI DESTRUKTIVNI
Visualni kontrola

Parametricky test
ASA

RTG, XRF

Akusticka mikroskopie

Ramanova spektroskopie



Nedestrukti
met



Pravost pruvodni dokumentace
Vtisky; cCisla sarze; lokalita; kéd data...

Znaceni pouzder soucastek a Logo vyrobce
Rozméry, struktura materialu pouzdra, stav povrchu vyvodu...



Mikroskopy a Osvétleni




Parametricke testery a ASA




256 kanalovy tester V-A charakteristik




A charakteristik

256 kanalovy tester V-




256 kanalovy tester V-A charakteristik




RTG zarizeni pro analyzu puvodnosti




RTG tester soucastek




Rastrovaci akusticka mikroskopie
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Tepelny Sok v pajce




XRF — RTG fluorescence

amplifier and
multi-channel
analyser




XRF Spektrometr




FTIR Spektrometr
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Zpristupnéni cipu — Decapsulation

e Mechanickeé frézovani

* Chemické leptani (mokry proces)

* Ablace materialu pouzdra rizenym
laserovym paprskem

* Plasmové leptani (suchy proces)




Vlaknovy laser — Fiber Laser
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Rastrovaci elektronovy mikroskop

EHT= 5.00kV
Wi

EMT= 500 kv Signal A= SE1 Date 11 Dec 2015 u 78k Signal A= NTS BSD Date ;26 Nov 2015
Mag= 356X WD =i6.0mm IProbe= 10 pA. Time :11:43:53 H . |Probe= 100 pA Time :11.43:13




Konfokalni mikroskop







AD289 - Precission, WideBandwidth,
Synchronized Isolation Amplifier

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

12605960 2016/07/28 101842 Unt. mwn Pvéideni: 26.3 x 29.11.2013
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AD289 - Precision, Wide Bandwidth,
Synchronized Isolation Amplifier

1280x960 | 2016/07/29 10:43:07 | Unit: mm 2vétseni: 26.3 x 29
v ———t

— 2016/07/29 10:46:48 [ Unit: mm Zvétseni: 26.3x 29.11.2013




AD289 - Precision, Wide Bandwidth,
Synchronized Isolation Amplifier

3x 20.11.2013 " - 4002 1280x960] 2 29 10:31:55 Unit. mm Zveteni: 26.3 x 29.11 :m _g 1280x960]2016/07/29 10:35:54 [ Unit: mm 2vétseni: 26.3x 29.11.2013
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OP177 - Ultraprecision
Operational Amplifier

2016/07/20 094627 Unit: mm Zvétdent

PIN CONFIGURATION
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OP177 — Polar




OP177 — Polarizacni mikroskop




Konfokalni mikroskop
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Rastrovaci elektronovy mikroskop
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SEM - Modul pro analyzu prvku

chip 87
SEMA MAG:18.8kx HV:20kV WD: 8.4mm Px: 0.13 pm




SEM - Modul pro analyzu prvku

chip 63
SEMA MAG: 11.0kx HV:20kV WD:8.2 mm Px:21nm




Zaverecné lept
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ZAVER + PERSPEKTIVA POKRACOVANI

* Byla oveérena funkénost navrzené leptaci smési a
opakovatelnost leptaciho postupu pro zavérecné rucni
odleptani zbytkoveé vrstvy nad systémem na Cipu.

* Budou pokracovat vyzkumné a experimentalni prace na
vyuziti dalSich metod a zarizeni pro hodnoceni
pUvodnosti soucastek, konkrétné Ramanovy a
Terahertzové spektrometrie, Rentgenové fluorescencni
spektrometrie a Infracervené spektrometrie.

* Velmi zadouci by bylo porizeni ultrazvukového
rastrovaciho mikroskopu.

* Planujeme dalsi rozsireni spoluprace s firmami.




JO  pobikovani

Prace byla podporena Ministerstvem
$kolstvi, mladeze a sportu Ceské republiky

(CEBIA-Tech No. CZ.1.05/2.1.00/03.0089)
and (LO1212) spolu s Evropskou komisi

(ALISI No. CZ.1.05/2.1.00/01.0017).
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